液晶次像素之厚度與預傾角量測系統
本文利用顯微雙折射特性量測系統之三探頭，以三個傾斜角度同時量測同一空間上大小為30 μm之光點，不需複雜的精密定位，可大幅簡化光機系統設計，能夠快速量測液晶次像素的厚度與預傾角，以協助廠商改善面板製程。
